  Le phénomène de chargement diélectrique constitue l’un des principaux mécanismes de défaillance des microsystèmes  à actionnement électrostatique. L’une des conséquences de ce chargement est le collage entre la membrane actionnable  et la surface du diélectrique qui recouvre l’électrode d’actionnement. Malgré de nombreux travaux réalisés  dans le 
 monde, les phénomènes de chargement des diélectriques sont encore mal compris aujourd’hui et les mécanismes de  défaillances associés peu explicités. Les travaux présentés dans cette thèse s’inscrivent dans cette problématique de  fiabilité. Nous détaillerons plus spécifiquement celle qui porte sur l’étude du phénomène de charges déposées dans les
 couches minces diélectriques en utilisant le microscope à force atomique comme outil pour l’injection des charges et la   caractérisation.
